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(54)实用新型名称

一种真空熔炼气氛保护半连续铸造系统

(57)摘要

本实用新型公开了一种真空熔炼气氛保护

半连续铸造系统，包括熔炼设备、浇铸设备和成

型设备。本实用新型真空熔炼气氛保护半连续铸

造系统在整个浇铸过程中都可以避免高温金属

液与空气的接触，避免了液态金属在高温状态下

烧损，从而制备出成分含量均匀、性能稳定的金

属制品，为含有活泼易氧化元素的特种合金连铸

提供了一种可靠的工艺方法和装备。
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1.一种真空熔炼气氛保护半连续铸造系统，其特征在于，包括熔炼设备、浇铸设备和成

型设备，

所述熔炼设备为固定在金属架上的真空熔炼室，所述真空熔炼室配有抽真空设备和惰

性气体供气设备，所述真空熔炼室侧壁设有闸阀；

所述浇铸设备包括真空保护室和底注炉，所述真空保护室为可密封的真空保护室，真

空保护室侧面设有导液槽，可与所述闸阀密闭对接，所述底注炉的开口与所述真空保护室

的底面平行，所述导液槽的出液口设置于所述底注炉开口上方，所述底注炉底部装有浇铸

水口，浇铸水口适配可上下活动的塞棒，所述真空保护室配有抽真空设备和惰性气体供气

设备，所述浇铸设备安装在导轨上；

所述成型设备包括结晶器和铸井，所述结晶器固定在结晶器小车上，与所述浇铸水口

的出液口可拆卸连接，所述结晶器适配引锭杆，所述结晶器正下方设有铸井，铸井内设有喷

淋水设备。

2.根据权利要求1所述的真空熔炼气氛保护半连续铸造系统，其特征在于，所述浇铸水

口与所述结晶器通过弹性密封罩连接，所述弹性密封罩固定在所述结晶器上。

3.根据权利要求1所述的真空熔炼气氛保护半连续铸造系统，其特征在于，所述浇铸水

口出液口端配有可拆卸的保护罩。

4.根据权利要求1所述的真空熔炼气氛保护半连续铸造系统，其特征在于，所述结晶器

小车设有液压升降设备，所述结晶器与所述浇铸水口连接时为密闭连接。

5.根据权利要求1所述的真空熔炼气氛保护半连续铸造系统，其特征在于，所述引锭杆

配有拉铸机，所述拉铸机安装于所述铸井中。

6.根据权利要求1所述的真空熔炼气氛保护半连续铸造系统，其特征在于，所述铸井最

大深度为15米。
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一种真空熔炼气氛保护半连续铸造系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及金属冶炼领域，尤其涉及一种真空熔炼气氛保护半连续铸造系

统。

背景技术

[0002] 真空熔炼是一种在真空条件下进行金属与合金熔炼的特种熔炼技术，冶炼氛围为

真空条件，真空熔炼可以避免熔炼后的金属与空气中的氧气、氮气、氢气等反应气体接触。

真空熔炼室是一种常见的真空熔炼设备，能够在真空的情况下将金属进行熔炼，获得品质

较高的浇铸液，普通半连铸因结晶器出口铸坯必须水冷，铸坯坯壳实现不了真空有效密封，

所以结晶器液面及真空保护室液面在拉铸时采用气氛保护拉铸。真空冶炼真空过流实现了

铜液脱气，气氛保护拉铸防止了拉铸过程中有害气体的再侵入。大幅减少铜液中易氧化元

素的烧损，稳定了产品合金成分，保证了产品性能。

发明内容

[0003] 本实用新型针对现有间歇式真空熔炼浇铸成型时型材表面接触空气的问题，提供

一种真空熔炼气氛保护半连续铸造系统。本实用新型系统包括熔炼设备、浇铸设备和成型

设备，熔炼设备为固定在金属架上的真空熔炼室，真空熔炼室配有抽真空设备和惰性气体

供气设备，真空熔炼室侧壁设有闸阀；浇铸设备包括真空保护室和底注炉，真空保护室为可

密封的真空保护室，真空保护室侧面设有导液槽，可与闸阀密闭对接，底注炉的开口与真空

保护室的底面平行，导液槽的出液口设置于底注炉开口上方，底注炉底部装有浇铸水口，浇

铸水口适配可上下活动的塞棒，浇铸水口出液口端配有可拆卸的保护罩，保证真空过流和

真空保护室充填保护气体之前的密封，真空保护室配有抽真空设备和惰性气体供气设备，

浇铸设备安装在导轨上；成型设备包括结晶器和铸井，结晶器固定在结晶器小车上，与浇铸

水口的出液口可拆卸连接，结晶器适配引锭杆，结晶器正下方设有铸井，铸井内设有喷淋水

设备。

[0004] 本实用新型不是从真空熔炼室中直接浇铸，而是设置可移动的浇铸设备，待浇铸

液转移至浇铸设备后真空熔炼室可继续熔炼，从而实现半连续铸造。本实用新型真空熔炼

气氛保护半连续铸造系统在整个浇铸过程中都可以避免高温金属液与空气的接触，避免了

液态金属在高温状态下烧损，从而制备出成分含量均匀、性能稳定的金属制品，为含有活泼

易氧化元素的特种合金连铸提供了一种可靠的工艺方法和装备。

[0005] 结晶器的作用是在浇铸前适当降温使浇铸液达到最佳的浇铸状态，浇铸水口与结

晶器通过弹性密封罩连接，弹性密封罩固定在结晶器上，本实用新型可在结晶器小车上设

置液压升降设备，通过调节高度，使结晶器与浇铸水口在连接时为密闭连接。

[0006] 作为优选，浇铸水口出液口端配有可拆卸的保护罩，在真空保护室抽真空和真空

过流时及保护气体充至微正压之前真空保护室底部密封由保护罩完成，在拉铸操作时由弹

性密封罩密封保护，结晶器液面和浇铸水口之间充填保护气体，防止大气侵入，从而实现不
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管熔炼设备和浇铸设备接触与否，系统内部都不会进入空气。

[0007] 作为优选，引锭杆配有拉铸机，拉铸机安装于铸井中。设置拉铸机可利于铸件的脱

模和成型。喷淋井设置于地下，与拉胚器之间也是密封接触，可使型材在降温的过程中也不

与过多的氧气或氮气接触，喷淋井最大深度为15米，适于制备一定长度的棒材坯或板材坯，

无法制备连续的棒材坯或板材坯，所以称为“半连续铸造”。

[0008] 本实用新型不是从真空熔炼室中直接浇铸，而是真空熔炼室熔炼，真空熔炼结束

后打开熔炼室和浇铸室之间的闸阀，铜水溜槽在液压缸推动下进入过流位，铜水由熔炼炉

通过溜槽进入底注炉。然后溜槽回位关闭闸阀，真空熔炼室继续熔炼，浇铸室真空保护室充

保护气体至微正压，解除底部浇注口密封，结晶器小车移动至拉铸位，引锭杆上升进入结晶

器，开启塞棒和拉铸机开始进行拉铸操作，拉铸结束，浇铸室移位至出坯位，结晶器小车移

动至准备位，吊车将铸坯吊出。

附图说明

[0009] 图1为本实用新型工作时的结构示意图；

[0010] 图2为本实用新型拆分后的结构示意图；

[0011] 图3为本实用新型拆分后底注炉的结构示意图；

[0012] 图4为实用新型工作时底注炉的结构示意图；

[0013] 各部分分别为：

[0014] 1、真空熔炼室，2、闸阀，3、真空保护室，4、导液槽，5、底注炉，6、浇铸水口，7、塞棒，

8、导轨，9、结晶器，10、引锭杆，11、结晶器小车，12、铸井，13、保护罩，14、弹性密封罩。

具体实施方式

[0015] 以下结合实例对本实用新型进行描述，所举实例只用于解释本实用新型，并非用

于限定本实用新型的范围。

[0016] 实施例1

[0017] 如图1-图4所示，一种真空熔炼气氛保护半连续铸造系统，包括熔炼设备、浇铸设

备和成型设备，熔炼设备为固定在金属架上的真空熔炼室1，真空熔炼室1配有抽真空设备

和惰性气体供气设备，真空熔炼室1侧壁设有闸阀2；浇铸设备包括真空保护室3和底注炉5，

真空保护室3为可密封的真空保护室3，真空保护室3侧面设有导液槽4，可与闸阀2密闭对

接，底注炉5的开口与真空保护室3的底面平行，导液槽4的出液口设置于底注炉5开口上方，

底注炉5底部装有浇铸水口6，浇铸水口6适配可上下活动的塞棒7，浇铸水口6出液口端配有

可拆卸的保护罩13，真空保护室3配有抽真空设备和惰性气体供气设备，浇铸设备安装在导

轨8上；成型设备包括结晶器9和铸井12，结晶器9固定在结晶器小车11上，结晶器小车11设

有液压升降设备，结晶器9与浇铸水口6连接时为密闭连接，浇铸水口6与结晶器9通过弹性

密封罩14连接，弹性密封罩14固定在结晶器9上，结晶器9适配引锭杆10，结晶器9正下方设

有铸井12，铸井12内设有喷淋水设备，引锭杆10配有拉铸机，拉铸机安装于铸井12中。

[0018] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例，并不用以限制本实用新型，凡在本实用

新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保

护范围之内。

说　明　书 2/2 页

4

CN 212443158 U

4



图1
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图2
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图3
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图4
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